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Allmanna uppgifter

Huvudomride: Nanovetenskap.
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Valfri for: E4, F4, F4-nf, F4-fel, MFOT1

Undervisningssprik: Kursen ges pa engelska

Syfte

Kursen avser att ge grundliggande kunskaper i framstéllning och karaktirisering av
halvledarkomponenter pa nanometerskala. Fokus kommer att ligga pd moderna material-
och processtekniker, med en klar tyngdpunkt pa nanoteknologi. De flesta av processerna
ar generella och anvinds inom tillverkning av kiselbaserade integrerade kretsar, solceller,
II-V komponenter (t. ex. lysdiod/laser), samt inom framstillning av elektromekaniska
system.

Mal
Kunskap och forstielse
For godkind kurs skall studenten

+ kunna beskriva tillverkningsprocesser som bygger pi monstring av ytor, deponering av
tunna filmer, etsning och dopning

« kunna férklara hur dessa processer kan realiseras pa nanometerskala

« kunna férklara kopplingen mellan val av material/tillverkningsprocess och
komponenters funktion och prestanda.

Firdighet och formdga
For godkind kurs skall studenten



» kunna utfora grundliggande halvledarprocessning i renrumsmiljo

« kunna analysera en specifik komponent och avgora vilka processteg som krivs for att
tillverka den

« kunna skriva en vilstrukturerade tekniska rapport om halvledarprocessning.

Virderingsformdga och forhillningssitt
For godkind kurs skall studenten

« visa formaga till reflektion 6ver erhillna resultat och insike i hur ett resultat kan ha
paverkats av forenklingar i teoretiska modeller och begrinsningar i experimentella
uppstillningar

- visa formdga att kunna resonera om utmaningar for den industriella utvecklingen i filtet

och om behovet av innovationer.

Kursinnehall

« Framstillning av halvledarkristaller och wafers (skivor) av olika material - grunden f6r
halvledarprocessning.

+ Renrumsteknik - hur fungerar ett renrum och vad har det for syften?

- Epitaxi av halvledare, inklusive heterostrukturer.

« Litografi - tekniker f6r monstring av wafers, med UV-ljus/elektroner.

« Grinssnitt halvledare/isolator (MOS-strukturer) och hur dessa skapas genom oxidering
eller deponering.

« Deponeringsmetoder for tunna filmer av isolatorer och metaller.

- Etsning: vat och torr, via syror/baser och olika typer av plasma.

+ Dopning: Hur sma mingder av storatomer introduceras i en halvledarkristall via
diffusion eller implantation.

+ Integration av mekanik och elektronik: accelerationsmitare och andra mekaniska
funktioner.

« Processintegration - varfor &r CMOS si framgangsrikt och hur far man miljarder
transistorer i en CPU att alla samtidigt fungera?

« Hur tillverkas och fungerar lysdioder, solceller, elektroniska minnen, sensorer och lasrar?

Under ett antal laborationer, kommer nagra av de genomgéngna processtegen att
anvindas for tillverkning av fungerande komponenter. Da det dr mycket viktigt att arbete
med halvledarstrukeurer sker i en extremt ren och dammfri miljé kommer stor tonvike att
laggas vid arbetsmetodik i renrum.

Kursens examination

Betygsskala: TH - (U,3,4,5) - (Underkind, Tre, Fyra, Fem)
Prestationsbedémning: Skriftlig tentamen och godkinda laborationer samt tillhérande
rapport.

Om sa krivs for att en student med varaktig funktionsnedsittning ska ges ett likvirdigt
examinationsalternativ jimfort med en student utan funktionsnedsittning, si kan
examinator efter samrdd med universitetets avdelning for pedagogiskt stéd fatta beslut om

alternativ examinationsform for berérd student.



Delmoment

Kod: 0322. Benimning: Process- och komponentteknologi.
Antal hogskolepoing: 5,5. Betygsskala: TH. Prestationsbedémning: Skriftlig tentamen

Kod: 0422. Benimning: Laborationer och rapport.
Antal hogskolepoing: 2. Betygsskala: UG. Prestationsbedémning: Laborationsrapport pa engelska.

Antagningsuppgifter

Férutsatta forkunskaper: FFFFO1 Elektroniska material eller FFFFO5 Fasta tillstindets
fysik eller ESSF20 Komponentfysik.

Begrinsat antal platser: 70

Urvalskriterier: 1. Platsgaranti for de studenter for vilka kursen ér obligatorisk i examen.

2. Avklarade hogskolepoidng inom programmet.
Kursen overlappar foljande kurser: FFF110, FFFF10

Kurslitteratur

+ Simon M. Sze, Ming-Kwei Lee: Semiconductor Devices: Physics and Technology, 3rd
Edition. Wiley, 2012, ISBN: 978-0470537947.

- Kopierat material.

« Simon M. Sze, Ming-Kwei Lee: Semiconductor Devices: Physics and Technology, 3rd
Edition, International student version. John Wiley & Sons, 2012, ISBN: 978-
0470873670.

Kontaktinfo och ovrigt

Kursansvarig: Dr. Claes Thelander, claes.thelander@ftf.1th.se

Hemsida: hteps://www.ftf.1th.se/education/elective_courses/

Ovrig information: En laborationsrapport ska skrivas pi engelska. Nirvaro vid forsta
foreldsningen 4r obligatoriskt for att fa tillerdde till kursen.
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